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基体上 受 薄 膜 内 应 力 作 用 的 弹 性 薄 膜 的 失 稳 问 题．






























从软基 体 上 压 电 薄 膜 的 屈 曲 过 程 可 看 出（如 图
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其中，ｃｐ１１，ｅｐ３１，εｐ１１和εｐ３３为压电薄膜的等效材料常量，如








































































Ｌ（ ）０ ，Φ（２）＝Ｂ２ｃｏｓ２πｘ１Ｌ０ ，（９）
其中，Ａ和Ｂ 为 屈 曲 的 挠 度 幅 值 和 电 势 幅 值，两 者 耦


























































当 （Ｌ０－Ｌ）／Ｌ０ ＜εｇｌｏｂａｌｃ 时，系 统 不 会 屈 曲．一 旦
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ｘ３ ＝－Ｈ∶ｕ３ ＝０，σ３１ ＝０，













































































度较小时，压 电 薄 膜／软 基 体 复 合 系 统 易 发 生 整 体 屈
曲；当软弹性 基 体 厚 度 较 大 时，则 薄 膜 易 发 生 局 部 屈
曲．本节我们将通过数值结果来讨论薄膜局部屈曲和













厚度增加到 一 定 数 值 时，压 电 薄 膜／软 基 体 和 弹 性 薄
膜／软基体均会由整体屈曲转换为局部屈曲．不管是整
体屈曲还是局部屈曲，压电薄膜／软基体都需要比弹性

























































·８２８　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１２年
结果发现，压电效应对压电薄膜的整体屈曲和局部屈曲
均有不可忽略的作用，压电薄膜系统比弹性薄膜系统具
有更高的刚度和更好的稳定性．
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